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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年11月11日(2015.11.11)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　図５の実施形態では、全部で６つの移送ツール６２から６７が一列配列６９で組み合わ
されている。勿論、異なる数の移送ツールを一列配列で組み合わせるこ とも、行列パタ
ーン７５（図６）を作り出すように、この列配列を別の列配列７０から７４と組み合わせ
ることも可能である。図５の実施形態では、列配列６９ 内の個々の移送ツール６２から
６７の互いに対する相対的な位置合わせを調整するために調整機構７６が設けられ、これ
らによって移送ツール６２から６７の長 手方向軸を互いに対して位置合わせし、そして
、移送ツール６２から６７の接触先端部１と基準表面Ｆとの間の一貫した距離ａを作り出
すように移送ツール６２ から６７の均一な高さ調整が可能になる。
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